








薄膜は、MEMS構造体の一部、あるいは後のエッチングの際のマスクとなります。薄膜の生成には、熱酸化法、ス

パッタ法、CVD (Chemical Vapor Deposition)法などが用いられます。

リソグラフィ工程では薄膜上にレジストを塗って、フォトマスクの上から光を当てて設計パタ ーンを一括転写し

ます。続くエッチング工程で不要部分をガスや薬液を使って取り除きます。これを何度か繰り返すことで目的の

MEMS構造を作り上げていきます。バルクマイクロマシニングでは、これに加えて複数基板を貼り合せること（ボ

ンディング）もあります。

そして最後に、切断（ダイシング）とパッケ ージングでMEMSが完成します。

ただし、この製造プロセスだけでは、新たなMEMSを開発することはできません。微小化、並列化、集積化を組み合

わせ、求めるMEMSの大きさや機能を割り出して設計を行い、そのとおりの構造となっているか、機能や性能に不

具合はないかを測定、分析する技術が必要です。最後に耐久性を確かめるための方法も重要となります。オムロン

では、歴代の各プロジェクトを通して、その技術力を磨いていきました。

プレス加工から半導体へと変わった圧カセンサー

基板上に結線された圧カセンサー

オムロンのMEMS開発の歴史は、血圧計や産業用途の

圧カセンサ ー に始まリます。圧カセンサ ーとは文字通

り、圧力を検知するセンサ ーのことで、現在は血圧計に

加え、気圧計やガス圧計、給湯器、高度計などに搭載さ

れています。

オムロンがMEMS圧カセンサ ーの開発に着手したのは

1980年代前半のことでした。1993年にオムロンに入社

以来、MEMSの研究開発を担当してきた技術・知財本部

の積知範さんはこう話します。 「当時、日本の製造業は、

低消費電力や省資源を目的に、
＂
軽薄短小

＂
に向かって

いました。オムロンはそれを実現する有用な手段の一

つとしてMEMSに着目し、研究開発に着手したのです」

MEMSの研究開発を始める以前、オムロンでは、自社の強みであったプレス加工技術で薄いステンレス板を作リ、

それを利用して圧カセンサ ーを製造していました。

それをMEMSに置き換えられれば、シリコン基板上に大量かつ安定的にセンサ ーを製造できる上、LSIを組み込む

ことで、従来製品よリ小型・軽量にもかかわらず、より高性能な圧カセンサ ーを実現できると考えたのです。

MEMSの製造装置を使いこなすだけで

半年かかった最初の国プロジェクト

しかし、自社での研究開発は難航しました。そんな中、通商産業省の主導の下、1991,....,2000年度の10年間にわた

る「マイクロマシン技術研究開発プロジェクト」が実施されることになり、オムロンはプロジェクトに参画。オリ

ンパス、村田製作所と共同で、 「機器内部作業用試作システム」の開発に取り組みました。

























関連プロジェクト
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マイクロマシン技術研究開発プロジェクト（1991 年度～ 2000 年度）
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60724d11j.pdf

MEMS プロジェクト（2003 年度～ 2005 年度）
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_bunkakai_18h_jigo_52_1_index.html

MEMS 用設計・解析支援システム開発プロジェクト（2004 年度～ 2006 年度）
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_bunkakai_19h_jigo_11_1_index.html

高集積・複合 MEMS 製造技術開発プロジェクト（2006 年度～ 2008 年度）
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_houkoku_21h_jigo_04.html

異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト（2009 年度～ 2012 年度）
http://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/kenkyuu_bunkakai_25h_jigo_1_1.html

社会課題対応センサーシステム開発プロジェクト（2011 年度～ 2014 年度）
http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100021.html




